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  بِ ًام خدا

 سازهاى هلی استاًدارد ايراى با آضٌايی

ٔ  هملاطضات  ٍ للاَاً٘ي  انلالا   لبًَى 3 هبزٓ هٗ ثٌس هَخت ثِ اٗطاى نٌؼتٖ تحم٘مبت ٍ اؾتبًساضز هؤؾؿٔ  ٍ تحم٘ملابت  اؾلاتبًساضز  هؤؾؿلا

 ضا اؾتبًساضزّبٕ هلٖ )ضؾوٖ( اٗطاى ًكط ٍ تسٍٗي تؼ٘٘ي، ٍظ٘فِ وِ اؾت وكَض ضؾوٖ هطخغ تٌْب 1371 هبُ ثْوي ههَة اٗطاى، نٌؼتٖ

  .زاضز ػْسُ ثِ

ثِ ؾبظهبى هلٖ  29/6/90ًبم هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحم٘مبت نٌؼتٖ اٗطاى ثِ هَخت ٗىهس ٍ پٌدبُ ٍ زٍه٘ي خلؿِ قَضإ ػبلٖ ازاضٕ هَضخ 

 خْت  اخطا اثلاؽ قسُ اؾت.  24/7/90هَضخ  35838/206اؾتبًساضز اٗطاى تغ٘٘ط ٍ عٖ ًبهِ قوبضُ 

 هؤؾؿلابت ػلولاٖ،   ٍ هطاوع ًظطاى نبحت وبضقٌبؾبى ؾبظهبى ، اظ هطوت فٌٖ ّبٕ وو٘ؿَ٘ى زض هرتلف ّبٕ حَظُ زض اؾتبًساضز تسٍٗي

 تدبضٕ ٍ تَل٘سٕ، فٌبٍضٕ ثِ قطاٗظ تَخِ ثب ٍ هلٖ ههبلح ثب ّوگبم ٍوَقكٖ قَز هٖ اًدبم هطتجظ ٍ آگبُ التهبزٕ ٍ تَل٘سٕ پػٍّكٖ،

 هطاوع وٌٌسگبى، ٍاضز ٍ وٌٌسگبى، نبزضوٌٌسگبىههطف تَل٘سوٌٌسگبى، قبهل ًفغ، ٍ حك نبحجبى هٌهفبًٔ ٍ آگبّبًِ هكبضوت اظ وِ اؾت

ِ  ًظطذَاّٖ ثطإ اٗطاى هلٖ ًَٗؽ اؾتبًساضزّبٕ پ٘ف  .قَز هٖ حبنل زٍلتٖ غ٘ط ٍ زٍلتٖ ّبٕ ؾبظهبى ًْبزّب، ترههٖ، ٍ ػلوٖ  ثلا

 ضقتِ آى ثب هطتجظ هلٖ وو٘تٔ زض پ٘كٌْبزّب ٍ ًظطّب اظ زضٗبفت پؽ ٍ قَزهٖ اضؾبل هطثَط فٌٖ ّبٕ وو٘ؿَ٘ى اػضبٕ ٍ شٌٗفغ هطاخغ

 .قَز هٖ هٌتكط ٍ اٗطاى چبح هلٖ )ضؾوٖ( اؾتبًساضز ػٌَاى ثِ تهَٗت نَضت زض ٍ عط 

 وٌٌس زضوو٘تٔ هٖ تِْ٘ قسُ تؼ٘٘ي ضَاثظ ضػبٗت ثب ً٘ع نلا  شٕ ٍ هٌس ػلالِ ّبٕ ؾبظهبى ٍ هؤؾؿبت وِ اؾتبًساضزّبٖٗ ًَٗؽ پ٘ف

 تلمٖ هلٖ ثسٗي تطت٘ت ، اؾتبًساضزّبٖٗ  .قَز هٖ هٌتكط ٍ چبح اٗطاى هلٖ اؾتبًساضز ػٌَاى ثِ تهَٗت ، زضنَضت ٍ ثطضؾٖ ٍ عط  هلٖ

ِ   هللاٖ اؾلاتبًساضز   وو٘تٔ زض ٍ تسٍٗي 5 قوبضٓ اٗطاى هلٖ اؾتبًساضز زض قسُ ًَقتِ هفبز اؾبؼ ثط وِ قًَس هٖ ؾلابظهبى هللاٖ    هطثلاَط ولا

 .ثبقس ضؾ٘سُ تهَٗت ثِ زّسهٖ اؾتبًساضز اٗطاى تكى٘ل

2الولللاٖ الىتطٍتىٌ٘لاه    ثلا٘ي  ،وو٘ؿَ٘ى 1(ISO)اؾتبًساضز  الوللٖ ث٘ي ؾبظهبى انلٖ اػضبٕ اظ اٗطاى هلٖ اؾتبًساضزؾبظهبى 
(IEC) ٍ 

3لبًًَٖ  قٌبؾٖ اًساظُ الوللٖ ث٘ي ؾبظهبى
(OIML) وسوؽ غصاٖٗ  وو٘ؿَ٘ى 4ضاثظ تٌْب ثِ ػٌَاى ٍ اؾت 

5
(CAC)فؼبل٘ت وكَض زض 

 ػلوٖ ، پ٘كطفت ّبٕ آذطٗي اظ وكَض ، ذبل ّبٕ ً٘بظهٌسٕ ٍ ولٖ قطاٗظ ثِ تَخِ ضوي اٗطاى هلٖ اؾتبًساضزّبٕ تسٍٗي وٌس. زض هٖ

  .قَزهٖ گ٘طٕثْطُ الوللٖ ث٘ي اؾتبًساضزّبٕ ٍ خْبى نٌؼتٖ ٍ فٌٖ

 ٍ ؾلالاهت  وٌٌلاسگبى ، حفلا    ههطف اظ حوبٗت ثطإ لبًَى ، زض قسُ ثٌٖ٘ پ٘ف هَاظٗي ضػبٗت ثب تَاًس ؾبظهبى هلٖ اؾتبًساضز اٗطاى هٖ

ٖ  التهبزٕ ، ٍ هح٘غٖ ظٗؿت هلاحظبت ٍ هحهَلات و٘ف٘ت اظ اعوٌ٘بى حهَل ػوَهٖ ، ٍ فطزٕ اٗوٌٖ ٕ  اظ اخطإ ثؼضلا  اؾلاتبًساضزّب

 تَاًس هٖ ؾبظهبى ًوبٗس.  اؾتبًساضز، اخجبضٕ ػبلٖ قَضإ تهَٗت ثب ٍاضزاتٖ، اللام بٗ /ٍ وكَض زاذل تَل٘سٕ هحهَلات ثطإ ضا اٗطاى هلٖ

ٕ  اؾتبًساضز اخطإ وكَض ، هحهَلات ثطإ الوللٖ ث٘ي ثبظاضّبٕ حف  هٌظَض ثِ ٖ  وبلاّلاب ِ  نلابزضات ٕ ٍ زضخلا ٕ  ضا آى ثٌلاس  ًوبٗلاس.  اخجلابض

ٔ  فؼبل هؤؾؿبت ٍ ؾبظهبى ّب ذسهبت اظ وٌٌسگبى اؾتفبزُ ثِ ثرك٘سى اعوٌ٘بى ثطإ ّوچٌ٘ي  ثبظضؾلاٖ ،  آهلاَظـ ،  هكلابٍضُ ،  زض ظهٌ٘لا

 ٍؾلابٗل  وبل٘جطاؾَ٘ى ) ٍاؾٌدٖ ( ٍ هطاوع ّب آظهبٗكگبُ هح٘غٖ ،ظٗؿت هسٗطٗت ٍ و٘ف٘ت تهسٗطٗ ّبٕ ؾ٘ؿتن نسٍض گَاّٖ ٍ هو٘عٕ

 ٍ وٌس هٖ اضظٗبثٖ اٗطاى تأٗ٘س نلاح٘ت ًظبم ضَاثظ اؾبؼ ثط ضا هؤؾؿبت ٍ ّب ؾبظهبى گًَِ اٗي ؾبظهبى هلٖ اؾتبًساضز اٗطاى ؾٌدف ،

ُ  وٌس. تطٍٗح ًظبضت هٖ آى ّب ػولىطز ثط ٍ اػغب ّب آى ثِ نلاح٘ت تأٗ٘س گَاٌّ٘بهٔ لاظم ، قطاٗظ احطاظ نَضت زض ٖ  ثلا٘ي  زؾلاتگب  الولللا

 اؾتبًساضزّبٕ ؾغح اضتمبٕ ثطإ تحم٘مبت وبضثطزٕ اًدبم ٍ گطاًجْب فلعات ػ٘بض تؼ٘٘ي ؾٌدف ، ٍؾبٗل وبل٘جطاؾَ٘ى ) ٍاؾٌدٖ ( ىبّب ،ٗ

 اؾت. ؾبظهبى اٗي ٍظبٗف زٗگط اظ اٗطاى هلٖ

  

                                                           
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 
3- International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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 استاًدارد تدٍيي یفٌ َىیسیکو

  «راٌّوا -هَاد يفرآٍر ٍ سٌتس ٌِیزه در کار يرٍیً آهَزش -ًاًَ يفٌاٍر »

 

 هحل اضتغال سوت ٍ/ يا رئیس: 

 آلبثعضي، حو٘سضضب

 )زوتطإ ق٘وٖ(

نٌؼت پػٍّكگبُ  -ػلوٖ ّ٘ئت ػضَ 

 ٍ ًوبٌٗسُ اًدوي ًبًَفٌبٍضٕ اٗطاى ًفت

  دبیر:

 ػلٖ، ّسٕ آل

 )زوتطإ ف٘عٗه(

-گطٍُ پػٍّكٖ اًساظُ ػلوّٖ٘ئت ػضَ 

 پػٍّكگبُ اؾتبًساضز -قٌبؾٖ

  ()اؾبهٖ ثِ تطت٘ت حطٍف الفجب اعضا:

 احوسٕ، ؾبضا

 )زوتطإ هَاز(

 تَؾؼِ فٌبٍضٕ ًبًَ ٍٗػُ ؾتبز -وبضقٌبؼ

 اؾلاهٖ پَض، الِْ

 )وبضقٌبؾٖ اضقس ظٗؿت قٌبؾٖ(

 تَؾؼِ فٌبٍضٕ ًبًَ ٍٗػُ ؾتبز -وبضقٌبؼ

 زقت ثعضگٖ، ظّطا

 (ق٘وٖ تدعِٗ)زوتطإ 

آظهبٗكگبُ و٘و٘ب قٌگطف  -هسٗط اضقس

 پبضؼ

 چَذبخٖ ظازُ همسم، اه٘ي

 )وبضقٌبؾٖ اضقس ًبًَفٌبٍضٕ(

 تَؾؼِ فٌبٍضٕ ًبًَ ٍٗػُ ؾتبز -وبضقٌبؼ

 ؾْطاثٖ خْطهٖ، اثَشض

 )زوتطإ ًبًَفٌبٍضٕ(

 قطوت ضانس تَؾؼِ -هسٗطػبهل

 ّبٕ ًَٗي فٌبٍضٕ 

 وطٗوٖ، هطٗن

 (ق٘وٖ تدعِٗ)زوتطإ 

 پػٍّكگبُ اؾتبًساضز -وبضقٌبؼ
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 گطائ٘لٖ، ػل٘طضب

 ف٘عٗه(ًبًَ)زوتطإ 

ػلَم ٍ پػٍّكگبُ  -ػلوٖ ّ٘ئت ػضَ 

 إفٌَى ّؿتِ

 هؼتضسٕ فطز، ػلٖ

 )زوتطإ ف٘عٗه(

هطوع ه٘ىطٍالىتطًٍ٘ه خْبز  -وبضقٌبؼ

 زاًكگبّٖ قطٗف

 ه٘طظاٖٗ، هطٗن

 )زوتطإ ف٘عٗه(

 پػٍّكگبُ اؾتبًساضز -ػلوّٖ٘ئت ػضَ 

 ًَضٕ، ًٌ٘ب

 )زوتطإ ق٘وٖ تدعِٗ(

 پػٍّكگبُ اؾتبًساضز -وبضقٌبؼ

  ٍيراستار:

 ؾ٘فٖ، هَْـ

 )وبضقٌبؼ اضقس هسٗطٗت زٍلتٖ(

 

ثبظًكؿتِ ؾبظهبى  – وبضقٌبؼ اؾتبًساضز

 هلٖ اؾتبًساضز اٗطاى
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 فْرست هٌدرجات

 عٌَاى

 پ٘ف گفتبض

 صفحِ

 ظ

 1   ّسف ٍ زاهٌِ وبضثطز  1

   1  هطاخغ العاهٖ  2

   2    انغلاحبت ٍ تؼبضٗف  3

   4    ول٘بت  4

 4    اّو٘ت ٍ وبضثطز  5

   4    هْبضت ٍ زاًف ػوَهٖ  6

 5    ّبٖٗ وِ ثبٗس زض ًظط گطفتِ قًَسهفبّ٘ن ٍ هْبضت  7

   5    هطتجظ ثب ظٗطؾبذت فٌبٍضٕ ًبًَ فٌَىهفبّ٘ن ٍ   8

   5                                                                             هبزُّبٕ هطثَط ثِ  خٌجِ  8-1     

     6                                                              فطآٌٗسّبٕ افعٍزًٖ هفبّ٘ن هطثَط ثِ  8-2     

    6  زّٖ                                                                            ٍ ضؾَة ضقس فٌَى  8-3     

   7                                                                                هدعا ًبًَشضات ؾبذت فٌَى  8-4     

  8                                                                    وبّكٖ هطثَط ثِ فطآٌٗس نّ٘بهف  8-5     
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 گفتار پیص

زض  آى ًَٗؽ پ٘ف وِ «ضاٌّوب -هَاز فطآٍضٕ ؾٌتع ٍ آهَظـ ً٘طٍٕ وبض زض ظهٌِ٘ -فٌبٍضٕ ًبًَ»اؾتبًساضز 

 ٍ قسُ تسٍٗي ٍ تِْ٘ تَؾظ ؾبظهبى هلٖ اٗطاى هطثَط ّبٕ وو٘ؿَ٘ى

 اؾت، گطفتِ لطاض تهَٗت هَضز 04/10/1397هَضخ    فٌبٍضٕ ًبًَ هلٖ وو٘تٔ ِ٘اخلاؾ پٌدو٘يّفتبز ٍ زض  

 اٗطاى، نٌؼتٖ تحم٘مبت ٍ اؾتبًساضز همطضات هؤؾؿٔ ٍ لَاً٘ي انلا  لبًَى 3 هبزٓ ٗه ثٌس اؾتٌبز ثِ اٌٗه

 قَز. هٌتكط هٖ اٗطاى هلٖ اؾتبًساضز ػٌَاى ثِ ،1371هبُ  ثْوي ههَة

ذسهبت،  ٍ ػلَم نٌبٗغ، ظهٌ٘ٔ زض خْبًٖ ٍ هلٖ ّبٕ پ٘كطفت ٍ تحَلات ثب ّوبٌّگٖ ٍ ّوگبهٖ حف  ثطإ

اٗي  تىو٘ل ٍ انلا  ثطإ وِ پ٘كٌْبزٕ ّط ٍ قس ذَاّس ًظط تدسٗس لعٍم هَالغ زض اٗطاى هلٖ اؾتبًساضزّبٕ

ثٌبثطاٗي، . گطفت ذَاّس لطاض تَخِ هَضز هطثَط فٌٖ وو٘ؿَ٘ى زض ًظط تدسٗس ٌّگبم قَز، اضائِ اؾتبًساضزّب

  .وطز اؾتفبزُ هلٖ اؾتبًساضزّبٕ تدسٗسًظط آذطٗي اظ ّوَاضُ ثبٗس

  :اؾت ظٗط قط  ثِ گطفتِ لطاض اؾتفبزُ هَضز اؾتبًساضز اٗي تْ٘ٔ ثطإ وِ هٌجغ ٍ هبذصٕ

ASTM E3071:2016،Standard guide for nanotechnology workforce education in materials 

synthesis and processing  
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  راٌّوا -هَاد فرآٍريسٌتس ٍ آهَزش ًیرٍي کار در زهیٌِ  -فٌاٍري ًاًَ
 

 2ّدف ٍ داهٌِ کاربرد      2

ؾٌتع ٍ  ظهٌِ٘وبض زض  ٕطًٍ٘ إِٗآهَظـ پب ٕثطا چبضچَثٖاضائِ  ،اؾتبًساضز يٗاّسف اظ تسٍٗي      2-2

إ گًَِثِ سٗآهَظـ ثب يٗاٍؾؼت قَز.  ؽٗتسضوبضقٌبؾٖ  زض ؾغح ثبٗس وِاؾت  هم٘بؼًبًَ هَاز فطآٍضٕ

 آهبزُ وٌس.  فٌبٍضٕ ًبًَ ؾبذت زض ظهٌِ٘ بٗتَؾؼِ  ك،٘تحم ّٕبٌِ٘اظ ظه ٖىٗوبض زض  ٕفطز ضا ثطا وِ ثبقس

 ٌِ٘زض ظه فطآٍضٕوبضثطزّبٕ ؾٌتع ٍ  ٖثطًبهِ آهَظق ٖبثق٘اضظ بٗتَؾؼِ  ٕثطا تَاًسهٖضاٌّوب  يٗا    2-1

 ٖزض ثطًبهِ آهَظق سٗوٌس وِ ثبٖه اضائِ ضا ٕس٘اظ هَضَػبت ول ٖفْطؾت ٍ ّوچٌ٘ي، اؾتفبزُ قَزًبًَ  ٕفٌبٍض

 ،قَزهٖاؾتفبزُ  ٕاثطًبهِ ي٘ضا وِ زض چٌ ٖذبن هَاز آهَظقٖ، اهب هٌظَض قَز ظهٌِ٘ يٗاًبًَ زض  ٕفٌبٍض

 زضًظطگطفتِ قسُ اؾت تب اعوٌ٘بى ٗبثٌس وِ وبض ٕطًٍ٘ ٖآهَظق ًْٕبزّبثطإ  ىطزٗضٍ يٗا. وٌسًٖواضائِ 

 ٕبظّب٘هتٌبؾت ثب ً اذَز ض ّٕبثطًبهِتب ؾبظز ٖضا لبزض ه آًْبٍ  زّسٖضا پَقف هٕ هَضزً٘بظقبى ّبثطًبهِ

 .ستٌظ٘ن وٌٌذَز  بىٗوبضفطهب

 گطٗز ٕط٘گٍاحس اًساظُ چ٘. ّقًَسزضًظطگطفتِ هٖ SI ث٘ي الوللٖ ٗىبّبؾبهبًِ شوط قسُ زض  طٗهمبز     2-3

 اؾتبًساضز ٍخَز ًساضز. يٗزض ا

اٗدبز  ت٘هؿئَل .پطزاظزهٖزضنَضت ٍخَز،  ،ٗوٌٖا هَاضزّوِ ثِ وِ  وٌسازػب ًوٖاؾتبًساضز  يٗا    2-4

اٗي  وبضثطثط ػْسُ  لجل اظ اؾتفبزُ همطضاتٖ ّٕبتٗهحسٍزوبضثطز ٍ تؼ٘٘ي لبثل٘ت  ٍ ثْساقت ٖوٌٗا ٕبضّب٘هؼ

 اؾتبًساضز اؾت. 

زض  هَاز فطآٍضٕهَاز ٍ هفبّ٘ن هَضز ً٘بظ ؾٌتع ٍ  فٌَى، ّوِثِ وِ  وٌسازػب ًوٖاٗي اؾتبًساضز      2-5

 ثَهٖلبثل وبضثطز ثِ قطاٗظ ٗب لَاً٘ي  ّبٕهْبضتزاًف ٍ زٗگط اظ اؾتفبزُ  هؿئَل٘ت  پطزاظز.هٖ ًبًَ هم٘بؼ

 . اٗي اؾتبًساضز اؾت وبضثط ثط ػْسُ هَضزً٘بظ

 

 هراجع الساهی      1

                                                           

 .اؾت قسُ اضائِ (زقَ هطاخؼِ  5 ثٌس ثِ)وبضثطز ٍ ت٘اّو ثٌس اؾتبًساضز،زض يٗا وبضثطز زاهٌِ ذهَل زض ٖل٘تىو حبت٘تَض  - 1
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ض هتي اٗي اؾتبًساضز ثِ نَضت العاهٖ ثِ آًْب اضخبع زازُ قسُ اؾت. ثسٗي هطاخغ ظٗط ضَاثغٖ ٍخَز زاضز وِ ز زض

 قًَس.تطت٘ت، آى ضَاثظ خعئٖ اظ اٗي اؾتبًساضز هحؿَة هٖ

ثطإ  آى ٕثؼس ٕسًظطّبٍٗ تدس ّبِ ٘اًتكبض اضخبع زازُ قسُ ثبقس، انلاح دٗثب شوط تبض هطخؼٖوِ ثِ  ٖنَضت زض

ّوَاضُ  اؾت، ّب اضخبع زازُ قسُ اًتكبض ثِ آى دٗوِ ثسٍى شوط تبض طاخؼٖ. زض هَضز هؿتً٘ آٍضالعاماؾتبًساضز  يٗا

 آًْب هَضز ًظط اؾت. ٕثؼس ّٕبِ ٍ٘ انلاح سًظطٗتدس يٗآذط

 خغ ظٗط ثطإ اٗي اؾتبًساضز العاهٖ اؾت:ااؾتفبزُ اظ هط

 ًبًَ اق٘بء :2لؿوت  -ٍاغُ ًبهِ -  -فٌبٍضٕ ًبًَ ، 1395: ؾبل 80004-2اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى قوبضٓ  1-2

فطآٌٗسّبٕ : 4لؿوت -ٍاغُ ًبهِ -  -فٌبٍضٕ ًبًَ، 1396: ؾبل80004-4اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى قوبضٓ  1-1

 ًبًَؾبذت

-اٗوٌٖ ثطإ ً٘طٍٕ وبض  آهَظـ ؾلاهت ٍ -فٌبٍضٕ ًبًَ ، 1395: ؾبل21198اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى قوبضٓ  1-3

 ضاٌّوب

2-4 ASTM E2456, Terminology relating to nanotechnology  

 

 ٍ تعاريف اصطلاحات      3

 :ضٍزٖه وبضثِ طٗظ فٗتؼبض ثب انغلاحبت اؾتبًساضز يٗا زض

اؾتبًساضز  ٍ  ASTM E2456قسُ زض اؾتبًساضزشوط فٌبٍضٕ ًبًَ  تؼبضٗفٍ  انغلاحبتزض اٗي اؾتبًساضز      3-2

 ضٍز.وبض هٖثِ 80004-4هلٖ اٗطاى قوبضٓ 

 ذبل زض اٗي اؾتبًساضز: انغلاحبتتؼبضٗف       3-1

3-1-2     

 افسٍدًی يٌدفرآ 

additive processing 

 اؾت. ٗبفتِ ضٍٕ ثؿتطُاٗدبز الگَٖٗ اظ هبزُ ضؾَةإ اظ ٗه هبزُ خسٗس ثطإ افعٍزى لاِٗ

 [1396: ؾبل 80004-4اؾتبًساضز هلٖ قوبضُ ، 2-1-7تؼطٗف هٌجغ: ]
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3-1-1      

 هَاد فرآٍري

materials processing 

قسُ ٗب ّبٕ انلا هَاز نٌؼتٖ اظ حبلت اٍلِ٘ ٗب ه٘بًٖ ثِ هحهَلات ٗب ثرف هَضز اؾتفبزُ ثطإ تجسٗل فٌَى

 اؾت. ًْبٖٗ قسُ

3-1-3      

 سٌتس هَاد

materials synthesis 

 اؾت.تطثب ٍاحسّبٖٗ اظ تطو٘جبت ٗب ػٌبنط ؾبزُ پ٘د٘سُ ّبٕ ؾبذتي هَاز ٗب ؾبذتبضٕفطآٌٗسّب ٗب ٍاوٌف

3-1-4      

 ًاًَذرُ

nanoparticle 

عَض ثلٌستطٗي ٍ وَتبّتطٗي هحَضّبٕ ًبًَقئ ثًِبًَق٘ئٖ ثب توبم اثؼبز ذبضخٖ زض هم٘بؼ ًبًَ وِ زض آى عَل 

    إ ثب ٗىسٗگط تفبٍتٖ ًساقتِ ثبقس.لبثل هلاحظِ

 [1395: ؾبل 80004-2اؾتبًساضز هلٖ قوبضُ ، 4 -4تؼطٗف هٌجغ: ]

3-1-5 

 کاّطی فرآيٌد

subtractive processing 

 .قَزهحبفظت هٖ ،قسُالگَزّٖ 1هبزُ همبٍمثِ خع خبٖٗ وِ ؾغح ثب  إ اظ هبزُحصف لاِٗ

 کلیات      4

                                                           
1-Resist 
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وبض  ٕطٍ٘آهَظـ ً ثبظ هطتج زض هم٘بؼ ًبًَ ٍ فطآٍضٕؾٌتع ٍ هطثَط ثِ  هَضَػبتاظ  ٖضاٌّوب فْطؾت يٗا      4-2

 ٕفٌبٍض بى٘نٌؼت، هطثاظ  1زضًٍسازٍ هَاز ثطاؾبؼ هٌبثغ  ن٘، هفبّؾبظٍوبضّب اًتربة. سزّٖه ًكبىًبًَ ضا  ٕفٌبٍض

 .قَزهٖ اًدبمًبًَ ٍ هترههبى 

 قًَس.عَض ٍٗػُ فْطؾت هٖهجبحث هْوٖ وِ ثبٗس پَقف زازُ قَز ثِ ،ّط هَضَعزض       4-1

 ٗه ظهبًٖ ّبٕهحسٍزُ زض ول٘سٕ هَضَػبت ضٍٕ ػو٘ك تأو٘س ّوچٌ٘ي ٍ خبهغ آهَظـ ضٍٗىطز، اٗي     4-3

 .وٌسهٖ فطاّنضا  آهَظقٖ ثطًبهِ ٗب زٍضُ

 

 اّویت ٍ کاربرد       5

زض  هَاز فطآٍضٕإ ثطإ آهَظـ زض ؾغح وبضقٌبؾٖ زض ظهٌِ٘ ؾٌتع ٍ اٗي اؾتبًساضز ؾبذتبض پبِٗ      5-2

 وٌس.فطاّن هٖضا  ًبًَ هم٘بؼ

چٌ٘ي آهَظقٖ زضن خبهؼٖ اظ وٌٌسگبى زض ت تغ٘٘ط وٌس. قطوتًمف وبضوٌبى زض هح٘ظ وبض هوىي اؾ      5-1

ٍ حتٖ فطاتط اظ  فٌبٍضٕ ًبًَزض ظهٌِ٘  ثطإ آًْب ٗبفتي قغل اهىبىذَاٌّس زاقت، ثٌبثطاٗي  فطآٍضٕهجبحث ؾٌتع ٍ 

 ٗبثس.آى افعاٗف هٖ

ّبٕ هرتلف قسُ ثطإ آهَظـ ً٘طٍٕ وبض زض خٌجِتسٍٗي اٗي اؾتبًساضز ٗىٖ اظ هدوَػِ اؾتبًساضزّبٕ       5-3

لبثل وبضثطز زض ذ٘لٖ اظ  إ وِوٌس وِ ثطإ تَؾؼِ ثطًبهِّب ووه هٖفٌبٍضٕ ًبًَ اؾت. اٗي اؾتبًساضز ثِ ؾبظهبى

، ثٌبثطاٗي آهَظـ ً٘طٍٕ وبض پَٗب ٍ زض حبل ضقسٕ ضا سٌزاقتِ ثبقإ ؾبذتبض پبِٗاؾت،  ًبًَ ّبٕ فٌبٍضٕحَظُ

 . وٌسفطاّن هٖ

 هْارت ٍ داًص عوَهی         6

 .وبضقٌبؾٍٖ آهبض زض ؾغح  هٗع٘ف ،ٖو٘ق ،ٖخجط همسهبت      6-2

 ٕهتفبٍت اظ هَاضز بض٘ثؿ تَاًسزاضًس هًٖبًَهَاز وِ  2(EHS) ٖوٌٍٗ ا ٖثْساقت ،ٖغ٘هحؿتٗظ هربعطات     6-1

 EHSهٌحهط ثِ فطز  فبوتَضّبٕاظ  ٕاِ٘زضن اٍل سٗثب بىٗ. زاًكدَزٌّساظ ذَز ًكبى هٖ ٕاوِ هَاز تَزُ ثبقس

   زاقتِ ثبقٌس. وبضگ٘طٕ ًبًَهَازثٌِّگبم 

                                                           
1- Input 

2- Environmental, Health and Safety  
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 .قَزهطاخؼِ  21198اؾتبًساضز هلٖ اٗطاى قوبضٓ ثِ  كتط٘ث بت٘خعئ ٕثطا - 2 يادآٍري

 ًبًَهَاز زاقتِ ثبقٌس. ٖٗب٘وٍ٘ ق ٖىٗع٘اظ ذَال ف ٕاِٗزاًف پب سٗثب عً٘ بىٗزاًكدَ     6-3

 ّايی کِ بايد درًظر گرفتِ ضًَدهفاّین ٍ هْارت      7

 سٗوِ ثب ٖثب هَضَػبت هْوّوطاُ  فطآٍضٕؾٌتع ٍ وبض زض  ٕطٍ٘آهَظـ ً هطتجظ ثبهَضَػبت  بّٗب ضٍـ     7-2

 تَاًسهٖ اٗي هجبحثآهَظـ اؾت.  اضاِٗ قسُ 8 ثٌسزض  ،عَض ذبل پَقف زازُ قَزشوط قسُ ثِ ّط ضٍـِ ٕثطا

تَاًس ثط اؾبؼ هَاضز هَضز  ّٖط زٍ، ه بٍٗ  تىو٘لٖهَضَػبت  بٗ ّبضٍـ .ثبقس هرتلف فٌَى تضبز ٍ همبٗؿِ قبهل

 اضبفِ قَز. بظً٘

 هَاز فطآٌٗس هجٌبٕ ثط وِ ثبقٌس ّبٖٗضٍـ ًبًَهم٘بؼ قبهل فطآٍضٍٕ  ؾٌتع ّبٕضٍـ اؾت ثْتط     7-1

 ٍ ًبًَ فٌبٍضٕ هطث٘بى نٌؼت، اظ زضًٍساز اعلاػبت ثطاؾبؼ اًتربة ضٍـ. قًَسهٖ اؾتفبزُ وبّكٖ ٍ افعٍزًٖ

 .اؾت هَضَع ٘يهترهه

 فٌاٍري ًاًَ کارآهَزش ًیرٍي هرتبظ با  فرآٍريسٌتس ٍ  فٌَىٍ  هفاّین       8

   : زٌّسهٖ لطاض تبث٘طتحت ضا ذَال هبزُ وِ اؾبؾٖ فطآٌٗسّبٕ ٍ ؾبذتبض -هادُ بِ هربَط يّا جٌبِ      8-2

 ؛ثلَضٕ ؾبذتبض      8-2-2

 ؛ّبًمم      8-2-1

 ؛پًَ٘س      8-2-3

 ؛1تٌف      8-2-4

  ؛ًفَش      8-2-5

  ؛2ثبظپرت      8-2-6

  ؛خساٗف اظ ؾغح ٍ چؿجٌسگٖ      8-2-7

  ؛تؼل٘مِ ٍ اًجَِّ ولَذِ،      8-2-8

 .لبثل وبضثطز ّؿتٌس ًبًَشضات ثطإ فطاٌٗسّب اٗي -2 ٗبزآٍضٕ

                                                           
1- Stress 
2- Annealing 
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 :یافسٍدً يٌدّايفرآ بِ هربَط هفاّین       8-1

 :زّٖضؾَةهطثَط ثِ ضقس ٍ  هلاحظبت      8-1-2

  ؛1ظًٖخَاًِ      8-1-2-2

 ؛ضربهت وٌتطل      8-1-2-1

 ؛ٗىٌَاذتٖ      8-1-2-3

 ؛إپلِ پَقف      8-1-2-4

 ؛ّوگي ضقس      8-1-2-5

 ؛ًبّوگي ضقس      8-1-2-6

 :ؾغح انلا       8-1-2-7

 ؛قٌبؾٖضٗرت انلا ( 1)         

  ؛ق٘و٘بٖٗ انلا ( 2)         

 .گ٘طزهٖ لطاض ضزُ اٗي زض هَلىَلٖ ذَزچٌ٘كٖضٍقٖ هبًٌس  هثبل، ثطإ -3 يادآٍري

 .ظٗؿتٖ زاضوطزىػبهل (3)         

 :یدّرسَب ٍ رضد فٌَى      8-3

 :اوؿبٗف      8-3-2

 ؛ذكه اوؿبٗف      8-3-2-2

 ؛تط اوؿبٗف      8-3-2-1

 ؛ثبلا فكبض اوؿبٗف      8-3-2-3

 : 2(PVD) فبظ ثربض ف٘عٗىٖ زّٖضؾَةضٍـ ّبٕ       8-3-1

 ؛ثبضٗىِ الىتطًٍٍٖ تجر٘ط ثب  تجر٘ط حطاضتٖ      8-3-1-2

 ؛ضٍـ وٌسٍپبـ      8-3-1-1

                                                           
1- Nucleation 

2- Physical Vapor Deposition 
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 :1(CVD) فبظ ثربض ق٘و٘بٖٗ زّٖضؾَة       8-3-3

(APCVD) خَ فكبضزض  فبظ ثربض ق٘و٘بٖٗزّٖ ضؾَة      8-3-3-2
 ؛2

(LPCVD) زض فكبضّبٕ پبٗ٘ي فبظ ثربض ق٘و٘بٖٗزّٖ ضؾَة      8-3-3-1
 ؛3

 ؛خبهس -ضقس ثربض في (1)

 ؛خبهس -هبٗغ -ضقس ثربض في (2)

4تمَٗت قسُ ثب پلاؾوب  فبظ ثربض ق٘و٘بٖٗزّٖ ضؾَة       8-3-3-3
(PECVD)؛ 

  ؛5(ALD) اتوٖ   لاِٗزّٖ ضؾَة          8-3-4

 ؛تٖضّبٕ اتوٖ ثِ ضٍـ حطا لاِٗزّٖ ضؾَة      8-3-4-2

(PEALD)تمَٗت قسُ ثب پلاؾوب ّبٕ اتوٖ  لاِٗزّٖ ضؾَة      8-3-4-1
 ؛6

  ؛ثلَضٕضقس لاِٗ ًبظن           8-3-5

(MOCVD) فلعٕ آلٖ فبظ ثربض ق٘و٘بٖٗزّٖ ضؾَة       8-3-5-2
 ؛7

 ؛8(MBE) هَلىَلٖ ثبضٗىِ ضًٍكبًٖ      8-3-5-1

 :هحلَل ثط هجتٌٖزّٖ ضؾَة       8-3-6

 ؛(آثىبضٕ) الىتطٍق٘و٘بٖٗزّٖ ضؾَة       8-3-6-2

 ؛آًسٕ وطزى       8-3-6-1

  ؛چطذكٖ زّٖپَقف       8-3-6-3

 هٌجغ ٗه اٗدبز ٗب هؿغح الىتطٗه زٕ ٗه ثطإ تكى٘ل ّوطاُ ثب زٍپبًت إق٘كِ لاِٗ ٗه ضؾَة هثبل، ثطإ -4 يادآٍري

 .گ٘طزهٖ لطاض ضزُ اٗي زض هدتوغ هساضّبٕ ؾبذت زض زٍپبًت

 :هجسا ًاًَذرات ساخت فٌَى        8-4

 :ًبًَشضات ؾٌتع، ؾبذت ٍ پبٗساضؾبظٕ      8-4-2

                                                           
1- Chemical Vapor Deposition 

2- Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition 

3- Low pressure Chemical Vapor Deposition 

4- Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition 

5- Atomic Layer Deposition  
6 - Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition 

7 - Metal Organic Chemical Vapor Deposition 

8 - Molecular Beam Epitaxy 
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 ؛1إپ٘طٍل٘ع قؼلِ       8-4-2-2

 ؛ٕل٘عض 2ثطؾبثف       8-4-2-1

 :تط آًبل٘ع ق٘و٘بٖٗ زض هح٘ظ       8-4-2-3

 3إولَٗ٘سٕ تَزُ ّبٕ ( ضٍـ1)       

 ؛ه٘ىطٍضاوتَضثط اؾبؼ  ٘هه٘ىطٍفلَزئثب اؾتفبزُ اظ  ؾٌتع( 2)       

 ؛ٖهىبً٘ى 4آؾ٘بوبضٕ       8-4-2-4

 ؛یکاّط ٌديفرآ بِ هربَط نیّاهف       8-5

 :5هطثَط ثِ حىبوٖ هلاحظبت      8-5-2

 ؛پصٗطٕاًتربة      8-5-2-2

 :پطٍفبٗل ٌتطلو       8-5-2-1

 ؛هٌظطٕ ( ًؿجت1)       

 ؛( حىبوٖ ًبّوؿبًگطز2)       

 ؛حىبوٖ ّوؿبًگطز ( 3)       

 ؛حىبوٖ ًطخ      8-5-2-3

 ؛ّبٕ حىبوٖ آؾ٘ت      8-5-2-4

 :تطزض هح٘ظ  حىبوٖ      8-5-1

 ؛بٖٗق٘و٘تطو٘جبت       8-5-1-2

 ؛ثلَضٕگ٘طٕ نفحِ  خْت ثِ ٍاثؿتِ حىبوٖ      8-5-1-1

 ؛زض حىبوٖ )ًَػٖ ًبذبلهٖ اضبفِ وطزى (زٍپبًت  وٌتطل      8-5-1-3

  ؛ق٘و٘بٖٗ هىبً٘ىٖ إ وطزىنفحِ      8-5-3

 .قَزهٖ ً٘ع قٌبذتِ ق٘و٘بٖٗ هىبً٘ىٖ پطزاذتػٌَاى  ثِ فطاٌٗساٗي  -5 يادآٍري

                                                           
1- Flame pyrolysis 
2- Ablation 
3- Bulk colloidal 
4- Mechanical attrition 
5- Etching 
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 :حىبوٖ ذكه      8-5-4

 :پلاؾوب تَل٘س       8-5-4-2

 ؛پبٗبى ًمغِ تكر٘م ٍ ًَضٕ ( گؿ٘ل1)       

 ؛ًَٖٗ( ثوجبضاى ثسٍى) پلاؾوب ثب حىبوٖ      8-5-4-1

 (RIE)ٍاوٌكَٖٗىحىبوٖ       8-5-4-3
 ؛1

 ؛ًَٖٗ( آؾ٘بوبضٕ) وٌسٍپبقٖ حىبوٖ       8-5-4-4

 ؛ (FIB)2 ٖ هتوطوعًَٗ ثبضٗىِ       8-5-4-5

 :ذكه حىبوٖ ّبٕؾبهبًِ       8-5-4-6

 ؛المبٖٗ قسُخفت ( پلاؾوب1ٕ)      

 ؛ًٖظذب قسُپلاؾوبٕ خفت( 2)      

 ؛3ؾبظٕذبوؿتط ّبٕؾبهبًِ( 3)      

  ؛وٌسٍپبقٖ حىبوٖ (4)      

   ؛ٕتجر٘طحىبوٖ       8-5-5

 .گ٘طزهٖ لطاض ضزُ اٗي زض ٗسگعًَىافلَضزٕ ٗب اؾ٘س ّ٘سضٍفلَئَضٗه ثربض ثب حىبوٖ هثبل، ػٌَاى ثِ -6يادآٍري 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Reactive ion etching 

2 - Focused ion beam 

3 - Ashing systems 


